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Motivation Bisherige Arbeiten

Funktionswelise

Ergebnisse
Spektrale Eigenschaften

Wachsende optische Dateniibertragung und spektroskopische Messverfahren * VCSEL (S10,-SiN, DBR)

v . . . . . . . . « Paul et al., 10-Gb/s direct modulation of widely tunable
benotigen kleine energieeffiziente weit abstimmbare Bauteile. 1550-nm MEMS VCSEL, IEEE Journal on Selected Topics

Elektrothermisch abstimmbare Fabry-Pérot Filter basierend auf SiO,-SiC, DBR Spiegeln in Quantum Electronies, 2015
Hohe Reflektivitit durch groRe Brechungsindexdifferenz * Photodioden (SiO,-SiN, DBR)

_ . . « Cesar et al., Surface Micromachined MEMS-Tunable PIN-
(Nsi0,1550nm = 1,495 Ngic 15500m = 2,49) Photodiodes around 1550-nm, in CLEO, 2017

Hohe Finessen der Kavitat moglich » Filter (SiO,-SiN, DBR)
Verringerung der Bauteilgrofde durch Reduktion der Schichtanzahl und lateraler Mal3e » Paul et al., Vortex-MEMS filters for wavelength-selective

orbital-angular-momentum beam generation, in SPIE

Prozesskompatibilitat durch PECVD Abscheidung von SiO, und SiC, bei <100°C Photonics, 2017

Simulationen

» Reflektivitat eines SiO_-SiC, DBRs auf Si bestimmt

Fabry-Pérot Resonator mit breitbandigen, hochreflektiven Spiegeln

Resonante Wellenlange bestimmt durch Abstand der beiden Spiegel durch Transfer Matrix Methode
Spiegelabstand kann durch elektrothermische Ausdehnung vergrof3ert « Stopband von SiO_-SiC, DBR deutlich breiter bei
werden. Modulation des MEMS Stroms I, von 200 Hz moglich. weniger Schichtpaaren i1.Vgl. zu SiO,-SiN, DBR
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* Verformung der MEMS mittels Comsol simuliert
A > (electric currents, heat transfer, solid mechanics)
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Anwendung moglich Materialeigenschaften SiC :
. . z . Elektrostatische Auslenkung
Verluste durch  Amorphe, dielektrische Schichten .
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) Prozgssbedmge ) POISSIOH Verhaltnis ,0’25 , ,S1C-S102 MEMS-DBR based widely tunable optical filters
Abweichungen * Schichtstress -150 bis -300 MPa (kompressiv) around 1550 nm with narrow FWEM”
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